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OZET

Bu bulus, dogal frekansa sahip MEMS tarak parmak rezonatorler
Uzerine elektrokimyasal islemle algilayici eleman kaplama yontemi
ile ilgilidir.

TANITIM

Bu bulus, MEMS tarak parmak rezonator lGzerine kaplanacak olan
malzemenin elektrokimyasal olarak film olusturabilen organik-

inorganik molekuller, polimer nanokarbon vyapilari ve nano-
parcaciklardan olusan gruptan herhangi birinin secilmesi,
uygulanacak potansiyel araliginda elektrokimyasal yolla degisime
ugramayan, elektrokimyasal islem sirasinda ortamda olusan ara
turlerle reaksiyona girmeyen ve elektrokimyasal proses sonucunda
olusturulan algilayici elemani ¢ézmeyen bir cozeltinin secilmesi,
calisma elektrodu olarak MEMS tarak parmak rezonatorin
kullanilmasi, karsit elektrot olarak platin, altin, paladyum, tungsten,
celik gibi metal ya da metal oksit malzemelerden olusan gruptan
birinin secilmesi, referans elektrot olarak SCE, Ag/AgCl, Cu/CuSO4,
Ag gibi referans elektrotlardan olusan gruptan herhangi birinin
secilmesi, destek elektrolit olarak organik ¢ozucullerde ¢c6zinebilen
tetrabltil amonyum tetrafloroborat, tetrabltil amonyum hekza
florofosfat, lityumperklorat gibi molekuler tuzlar, polielektrolitler ya
da bunlarin karisimlari, suda ¢éztnebilen sodyum klorir, hidrojen
klortr, sodyumdodesilstlfat, p-toluensilfonik asit, polielektrolitler
va da bunlarin karisimlarindan imal edilen gruptan herhangi birinin
secilmesi, cozelti icerisine MEMS tarak parmak rezonatorun
verlestirilmesi, uc kismi inceltilmis olan calisma elektrodunun
ataletsel kutleye temas etmesi, karsit elektrot ile calisma
elektrotunun c¢ozeltiye temas etmesi, elektrotlar araciligiyla sisteme
algilayici eleman tara ve istenilen kalinhga goére potansiyel
uygulanmasi, MEMS tarak parmak rezonatérl Uzerinde bulunan
ataletsel kutlenin kaplanmasi ile ilgilidir.
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Teknoloji Hazirlik Seviyesi

THS 4 — Laboratuvar ortaminda tezgah ustd, bilesen ve alt
bilesen dogrulamasi yapildi. Laboratuvar ortaminda
prototip elde edildi.
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